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目的
更なる高強度、高輝度化

手段
分光結晶の熱ひずみの低減

水冷 → 液体窒素冷却

装置概要

循環冷却装置本体

単色器：SPring-8 標準型2結晶分光器
結晶： Ｓｉ １１１×２、並行平板型
冷却方式：液体窒素循環(鈴木商館製)

窒素ボンベ
自動切換装置
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ピンホール
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スルー
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TC1 Lower
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調査方法
単色器角度：10°
ビーム条件： スルー、上下半割(TC1 Lower)、左右半割（TC1 Hall）

ピンホール（20μmV×40μmＷ）
測定時間： 1秒刻み

水冷 液体窒素冷却

・水冷時に比べ振動が大幅に低減
・ピンホールでの振動は、強度分布が鋭くなったため
・他の単色器角度(5°、15°)においても傾向は同じ

まとめ
・ BL16XUの単色器を水冷から液体窒素

冷却に改造した
・ ビーム形状、強度が大幅に向上した
・ 振動が大幅に低減
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強度プロファイル※
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※ 最高強度の縦断面を計測

水冷
液体窒素冷却
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空間コヒーレンス

干渉領域 干渉領域
130 μm

測定方法
ダブルスリットを用いた干渉像測定

干渉領域が大幅に拡大

水冷 液体窒素冷却


